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１．概要（Summary） 

液体―気体間界面が固体表面と接する線（接触線）の

運動やそこでの界面と固体面のなす角度（接触角）は液

体の固体面の濡れを支配するだけでなく、液体界面の運

動の境界条件となって界面運動に大きな影響を与えるた

め、それらの挙動を明らかにすることはコーティングや液

滴冷却などの工学分野においてきわめて重要である。本

研究では特に固体表面の微細な凹凸や濡れ性の局所変

化による濡れ縁（接触線）および動的接触角（接触線が運

動する際の界面－固体表面の成す角）の挙動を明らかに

することを目的として行った。本プラットフォームでは上記

の目的のため、微細な凹凸や濡れ性の局所の差異を固

体表面に設けるための加工作業を行った。 

 

２。実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 レーザー描画装置（DWL66FS）、 

RIEエッチング装置（RIE-10NR）、デジタルマイクロスコ

ープ一式（VK-9700） 

【実験方法】 

レーザー描画装置にてブランクマスクを作成し、フォトリソ

グラフィにて試料材料である熱酸化膜付 Si ウェハ－に転

写の後、100~1000mの間隔で配置された深さ 100nm

オーダーの溝を RIEにて作成した。加工領域の大きさは

10mmx25mm とした。エッチングは RIE のレシピに従い、

100nmの溝深さを目標として２分、500nmの溝深さを目

標として 10分実施したものを作成した。  

 

３。結果と考察（Results and Discussion） 

測定実験は加工試料を水槽内に鉛直に固定し、ポン

プで試料液体（エチレングリコール）を水槽に一定速度で

注入することにより、固体表面上を接触線が運動する装

置を用いて行った。測定の結果、エッチングされた部分と

そうでない部分では接触角が異なることがわかった。Fig。 

1には 100nmの深さの溝を持つ試料を用いたときの、水

平界面位置からの接触線の相対高さの時間変化の例を

示す。接触線が凹凸に固着して一時的に固体面の特定

の位置に留まるために接触線相対高さが減少する期間

（1~1.5sなど）があることがわかる。  

 

 

４．その他・特記事項（Others） 
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Fig.1 Trend of measured contact line 

height relative to the static interface. 


